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(54) 발명의 명칭 진공 증착 장치 및 유기 ＥＬ 표시 장치의 제조 방법

(57) 요 약

대형 기판 상에 막 두께가 균일하게 유기 EL 상부 전극용의 알루미늄 금속 박막을 고속으로 성막시켜, 장시간 연

속 운전 가능한 진공 증착 장치 및 성막 장치를 제공한다.

세라믹제의 도가니를 사용하여 알루미늄의 기어오름을 방지하고, 동일한 방향으로 소정의 각도로 기운 증발원(3-

1)을 적어도 2개 이상, 세로 방향으로 배열한 증발원 열(3-2)을 가로 방향으로 조작하여 증착하는 기구를 사용함

으로써, 대형화된 세로 배치 기판(1-1)에 대하여, 유기 EL 상부 전극용 금속 박막을 고속 성막하여, 장시간의 연

속 성막을 하는 것을 가능하게 한다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

기판을 세로로 배치할 수 있는 기판 설치 기구와, 증발원 열을 갖는 진공 증착 장치로서,

상기 증발원 열은 2개 이상의 세로 방향으로 배열된 증발원으로 구성되고, 상기 증발원은 일부가 증기를 방출하

기 위하여 개구되고, 상기 각 증발원의 장축은 수평 방향에 대하여 소정의 각도로 동일한 방향으로 기울어 있는

것을 특징으로 하는 진공 증착 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 증발원 열은 세로 배치의 기판에 대하여 상대적으로 1축 이동할 수 있는 것을 특징으로

하는 진공 증착 장치.

청구항 3 

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 증발원의 개구는 수평 방향을 향하고 있는 것을 특징으로 하는 진공 증착 장

치.

청구항 4 

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 증발원 열은 증착 장치 내에 2조 이상 배치되어 있으며, 교대로 사용할 수 있

도록 한 것을 특징으로 하는 진공 증착 장치.

청구항 5 

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 증발원 열은 진공 차단할 수 있는 밸브를 구비하고, 진공 밖에서 재료 교환할

수 있는 설비를 갖는 것을 특징으로 하는 진공 증착 장치.

청구항 6 

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 증발원 열은 진공 내에서 재료 보충할 수 있는 재료 공급기를 갖는 것을 특징

으로 하는 진공 증착 장치.

청구항 7 

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 증발원 열은 상기 기판의 세로 방향 길이보다 긴 증발원 열을 갖는 것을 특징

으로 하는 진공 증착 장치.

청구항 8 

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 증발원 열은 증착실과 분리할 수 있는 게이트 밸브를 통하여 진공 내를 이동

할 수 있는 것을 특징으로 하는 진공 증착 장치.

청구항 9 

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 기판 설치 기구는 증착실 내에 2조 이상 배치되어 있는 것을 특징으로 하는

진공 증착 장치.

청구항 10 

기판을 세로로 배치할 수 있는 기판 설치 기구와, 증발원 열을 갖는 진공 증착 장치로서,

상기 증발원 열은 2개 이상의 세로 방향으로 배열된 증발원으로 구성되고, 상기 증발원은 일부가 증기를 방출하

기 위하여 개구되고, 상기 각 증발원의 장축은 수평 방향이며, 상기 개구는 상기 증발원의 수직 방향의 중앙부

보다도 상측에 형성되고, 또한, 상기 개구는 수평 방향을 향하고 있는 것을 특징으로 하는 진공 증착 장치.

청구항 11 
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기판을 세로로 배치할 수 있는 기판 설치 기구와, 증발원 열을 갖는 진공 증착 장치로서,

상기 증발원 열은 2개 이상의 세로 방향으로 배열된 증발원으로 구성되고, 상기 증발원은 일부가 증기를 방출하

기 위하여 개구되고, 상기 각 증발원의 축은 수직 방향이며, 상기 개구는 상기 증발원의 수직 방향의 중앙부보

다도 상측에 형성되고, 또한, 상기 개구는 수평 방향을 향하고 있는 것을 특징으로 하는 진공 증착 장치.

청구항 12 

제10항 또는 제11항에 있어서, 상기 증발원 열은 세로 배치의 기판에 대하여 상대적으로 1축 이동할 수 있는 것

을 특징으로 하는 진공 증착 장치.

청구항 13 

박막 트랜지스터, 유기 EL층 및 상기 유기 EL층을 사이에 두는 전극층이 형성된 TFT 기판을 밀봉 기판에 의해

밀봉한 유기 EL 표시 장치의 제조 방법으로서,

박막 트랜지스터가 형성된 TFT 기판을 진공 증착 장치 내의 기판 설치 기구에 배치하고, 상기 TFT 기판에 대향

하여, 상기 유기 EL층 또는 전극층의 재료를 수용한 증발원을 세로 방향으로 배열한 증발원 열을 배치하고,

상기 증발원의 축은 수평 방향에 대하여 소정의 각도로 기울어 있고,

상기 TFT 기판 또는 상기 증발원 열을 수평 방향으로 상대적으로 이동함으로써 상기 유기 EL층 또는 상기 전극

층을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 EL 표시 장치의 제조 방법.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은, 진공 증착막을 형성하는 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 특히 대형 기판 상에 유기 EL 표시 장치를[0001]

형성하기 위해 유효한 진공 증착 방법 및 그 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

유기 EL 표시 장치나 조명 장치에 사용되는 유기 EL 소자는, 유기 재료로 이루어지는 유기층을 상하로부터 양극[0002]

과 음극의 한 쌍의 전극 사이에 끼워 넣은 구조이며, 전극에 전압을 인가함으로써 양극측으로부터 정공이, 음극

측으로부터 전자가 각각 유기층에 주입되며, 그들이 재결합함으로써 발광하는 구조로 되어 있다.

이 유기층은, 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층, 전자 주입층을 포함하는 다층막이 적층된 구조[0003]

로 되어 있다.  이 유기층을 형성하는 재료로서 고분자 재료와 저분자 재료를 사용한 것이 있다.  이 중 저분자

재료를 사용하는 경우에는 진공 증착 장치를 사용하여 유기 박막을 형성한다.

유기 EL 디바이스의 특성은 유기층의 막 두께의 영향을 크게 받는다.  한편, 유기 박막을 형성하는 기판은 해마[0004]

다 대형화되고 있다.  따라서, 진공 증착 장치를 사용하는 경우, 대형 기판 상에 형성되는 유기 박막이나 전극

용 금속 박막의 막 두께를 고정밀도로 제어하여, 장시간 연속 가동할 필요가 있다.  전극용 금속 박막은 대형화

에 수반하여, 저저항화가 필요해져, 특히 디스플레이용으로는 유기층의 상부의 전극 재료로서는 알루미늄 재료

가 가장 유력시되고 있다.

진공 증착으로 기판에 박막을 연속시켜 형성하는 구성을 위한 증발원으로서, 「특허문헌 1」에는 리니어 증착원[0005]

을 2개 이상 설치하고, 증발원 중 적어도 1개의 증발원은 지면에 대하여, 혹은 수평 방향에 대하여, 소정의 각

도로 기울어 있는 증착원 기구가 있고, 그것을 상하로 이동시켜 증착하는 장치가 개시되어 있다.  「특허문헌 2

」에는 복수 도가니를 직선 배치하고, 증착원의 AL 합금을 스캔 증착하는 기술, 및 기판은 수평하게 설치하고,

상향으로 증착원을 향하여 증착하는 기구가 개시되어 있다.  또한, 「특허문헌 3」에는 복수의 도가니를 배치하

고, 기판에 대하여 기울여 스캔 증착하는 제조 장치가 개시되어 있다.

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 일본 특허 공개 제2006-249572호 [0006]
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(특허문헌 0002) 일본 특허 제4545504호 

(특허문헌 0003) 일본 특허 제4515060호 

발명의 내용

해결하려는 과제

「특허문헌 1」에는 리니어 증착원을 2개 이상 설치하고, 증발원 중 적어도 1개의 증발원은 지면에 대하여 소정[0007]

의 각도로 기울어 있는 증착원 기구가 개시되어 있지만, 복수개의 리니어 증착원은 동일한 기판 위치를 향하고

있으며, 세로 방향으로 큰 면적을 증착하기 위해서는 상하 방향으로 스캔할 필요가 있다.  상기 리니어 증착원

은, 알루미늄 재료를 사용한 경우, 습윤이나 기어오름의 영향으로 연속 증착이 불가능하다.  또한, 리니어 증착

원 내의 재료가 소비되면, 증착은 정지하기 때문에, 장시간 가동은 대처 불가능하다.

「특허문헌 2」에는 복수 도가니를 직선 배치하고, 증착원의 AL 합금을 스캔 증착하는 기술, 및 기판은 수평하[0008]

게 설치하고, 상향으로 증착원을 향하여 증착하는 기구가 개시되어 있다.  그러나, 세로형으로 설치하고 있는

기판에 대한 증착 방법 및 장시간 가동에 대해서는 개시되어 있지 않다.

「특허문헌 3」에는 복수의 도가니를 배치하고, 기판에 대하여 기울여 스캔 증착하는 제조 장치가 개시되어 있[0009]

다.   그러나,  세로형으로 설치하고 있는 기판에 대한 증착 방법 및 장시간 가동에 대해서는 개시되어 있지

않다.

본 발명의 목적은, 상기한 종래 기술의 과제를 해결하여, 동일한 방향으로 배열되는 복수의 증발원을 설치한 증[0010]

발원 열을 사용하여, 세로 배치의 대형 기판에 대응하여, 알루미늄 재료를 주로 한 금속 박막을 고속 성막하고,

연속 성막하는 것이 가능한 진공 증착 방법 및 그 장치를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

본 발명은, 세라믹제의 유리를 사용하여, 알루미늄의 기어오름을 방지하고, 세로형 대형 기판에 대응하기 위해,[0011]

동일한 방향으로 소정의 각도로 기운 증발원을 적어도 2개 이상, 세로 방향으로 배열하여 증착하는 기구를 갖는

것을 가장 주요한 특징으로 한다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, 알루미늄 증착에 의해 문제되는 습윤이나 기어오름을 방지하기 위하여, 일체의 도가니 구조[0012]

를  채용하고,  재질은  알루미늄  재료와  반응하지  않는  열분해성  질화붕소(PBN)이며,  PBN  도가니를  소정의

각도로, 복수개의 증발원을 비스듬히 배치한 증발원 열을 기판에 대하여 상대적으로 가로 방향으로 이동시킴으

로써, 세로형 배치의 기판에 대한 증착을 하고 있다.  그 때문에, 대형 기판에서도, 증발원 열의 증발원 수를

증가시키기만 해도 어떠한 크기로도 증착 가능하게 된다.  또한, 증발원 열을 진공 증착실 내에 복수개 준비하

고, 전환하여 증착함으로써 장시간 가동에 대응할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 있어서의 증발원 열과 증착실, 기판, 막 두께 모니터의 구성을 도시하는 모식도[0013]

와 동작을 설명하는 도면.

도 2는 본 발명의 제1 실시예에 있어서의 증발원과 기판, 증착 박막 및 박막의 막 두께 분포의 관계를 도시하는

단면의 모식도.

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 있어서의 박막의 막 두께 분포를 개선시키기 위한 구성을 도시하는 단면의 모식

도.

도 4는 본 발명의 제2 실시예에 있어서의 증발원 열과 증착실, 기판, 막 두께 모니터의 구성을 도시하는 모식도

와 동작을 설명하는 도면.

도 5는 본 발명의 제3 실시예에 있어서의 증발원 열과 증착실, 기판, 막 두께 모니터의 구성을 도시하는 모식도

와 동작을 설명하는 도면.
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도 6은 본 발명의 제4 실시예에 있어서의 증발원 단면 구조를 도시하는 모식도.

도 7은 본 발명의 제5 실시예에 있어서의 증발원 열과 증착실, 기판, 게이트 밸브, 진공 내 이동 기구의 구성을

도시하는 모식도와 동작을 설명하는 도면.

도 8은 본 발명의 제6 실시예에 있어서의 증발원 열과 증착실, 기판, 게이트 밸브, 진공 내 이동 기구의 구성을

도시하는 모식도와 동작을 설명하는 도면.

도 9는 본 발명의 제7 실시예에 있어서의 증발원 열과 증착실, 기판, 게이트 밸브, 진공 내 이동 기구의 구성을

도시하는 모식도와 동작을 설명하는 도면.

도 10은 본 발명의 제8 실시예에 있어서의 유기 EL 디스플레이 생산 공정의 일례를 나타낸 공정도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명에 관한 진공 증착 장치의 일례로서, 유기 EL 디바이스의 제조에 적용한 예를 설명한다.  유기 EL 디바[0014]

이스의 제조 장치는, 금속 전극층(양극) 상에 정공 주입층이나 정공 수송층, 발광층(유기막층), 금속 전극층(음

극, 상부 전극) 하에 전자 주입층이나 전자 수송층 등을 여러 재료의 박막층을 진공 증착에 의해 다층 적층하여

형성하는 장치이다.

본 발명에 관한 유기 EL 디바이스 제조 장치는, 증착실에 세라믹제의 도가니를 사용하여, 알루미늄의 기어오름[0015]

을 방지하고 세로형 대형 기판에 대응하기 위해, 동일한 방향으로 소정의 각도로 기울인 증발원을 적어도 2개

이상, 세로 방향으로 배열하여 증착하는 기구를 갖는 것을 특징으로 한다.  이하에, 실시예 및 도면을 사용하여

본 발명의 내용을 상세하게 설명한다.

[실시예 1][0016]

도 1은 본 발명에 있어서의 진공 증착 장치의 기본 구성의 모식도와 동작을 설명하는 도면이다.  본 발명의 증[0017]

착 장치는 증착실(5) 내에는, 기판(1-1), 증발원(3-1), 증발원 열(3-2), 막 두께 모니터(7)로 구성되어 있고,

증착실 밖에는 막 두께를 제어하기 위한 막 두께 제어계(8), 증발원의 온도를 제어하기 위한 증발원 전원(9),

막 두께 제어계(8)와 증발원 전원(9)을 연동시켜 제어하고, 증착 데이터를 기록하기 위한 제어용 퍼스널 컴퓨터

(10)로 구성되어 있다.  증발원(3-1)은, 크누센 셀이라고 불리는 것이며, PBN 도가니와 그것을 가열하기 위한

히터, 도가니 온도를 제어하기 위한 열전대, 열을 외부로 누설시키지 않도록 하기 위한 열 실드, 수냉 실드로

구성되어 있다.

도 2의 (a)에 증발원(3-1), 기판(1-1), 증착 박막(6-1)의 구성을 나타내는, 옆에서 본 단면도를 도시한다.  도[0018]

2의 (a)에는 종래예로서, 증발원(3-1)을 1개의 경우를 나타낸다.  세로형으로 배치한 기판(1-1)에 대하여, 증발

원(3-1)으로부터 비스듬한 방향으로 방출된, 증착 재료의 증기(2)는 기판에 퇴적하여, 증착 박막(6-1)이 성막된

다.  도 2의 (a)에 도시한 바와 같이, 증착 박막(6-1)은 비스듬하게 증착된 막이기 때문에, 상하 방향에서 비대

칭의 막 두께 분포로 되어, 기판(1-1)의 주변부는 증착 박막(6-1)의 막 두께는 얇아지고, 기판 중앙 부근에 있

어서, 막 두께 분포(6-4)는 커져, 유기 박막이나 금속 박막에 사용하기에는 편차가 큰 막이 되어, 디바이스 특

성이 나빠진다.

본 실시예에서는, 도 1 및 도 2의 (b)에 도시한 바와 같이, 동일한 방향으로 소정의 각도로 기운 증발원(3-1)을[0019]

적어도 2개 이상, 세로 방향으로 배열하여 증착한다.  바꾸어 말하면, 증발원 열(3-2)의 각 증발원(3-1)의 장축

은, 수평 방향에 대하여 소정의 각도로 동일한 방향으로 기울어 있다.

본 실시예에서는, 기판(1-1)의 상하 방향의 길이와 동등한 증발원 열(3-2)을 사용함으로써, 증착 박막(6-1)은 1[0020]

개의 경우에는 상하 방향에서 비대칭의 막 두께 분포로 되어, 막 두께 분포(6-4)는 커졌지만, 세로 방향으로 배

열함으로써, 상하 방향에서 비대칭의 막 두께 분포가 인접하는 증발원(3-1)의 막 두께 분포와 겹쳐, 기판 상에

성막된 막 두께 분포(6-5)는 작게 할 수 있다.

도 1의 실시예에서는, 막 두께 모니터(7)는 증발원 열(3-2)에 대하여, 1개로 막 두께 제어했지만, 각 증발원(3-[0021]

1)의 도가니 온도는 전원 파워에 대하여 다르기 때문에, 각 증발원(3-1)의 증기(2)의 양이 변화되어, 막 두께

분포가 더욱 커질 가능성이 있다.  그로 인해, 막 두께 모니터(7)는, 증발원 열(3-2)의 증발원(3-1)에 각각에 1

개씩 증기 출구 부근에 설치함으로써, 고정밀도의 막 두께 제어가 가능하다.

도 2의 (b)에서는, 기판(1-1)의 상하 방향의 길이와 동등한 증발원 열(3-2)을 사용하고 있기 때문에, 막 두께[0022]

등록특허 10-1248355

- 6 -



분포(6-5)는 막 두께 분포(6-4)보다는 작게 되어 있지만, 기판(1-1)의 상하의 단부에서는 막 두께가 얇게 되어

있다.  도 3에 막 두께 분포를 더 개선하는 구성을 도시한다.  도 3에 증발원(3-1), 기판(1-1), 증착 박막(6-

3)의 구성을 나타내는, 옆에서 본 단면도를 도시한다.  기판(1-1)의 상하 방향 길이 이상의 증발원 열(3-3)로

함으로써, 기판(1-1)의 상하 단부에서, 막 두께의 감소를 억제하여, 막 두께 분포(6-6)는 더 개선할 수 있다.

단, 이 경우, 기판 상하 방향의 기판이 없는 부분으로도 증기(2)는 방출되기 때문에, 증착 재료의 소비량은 커

져, 장치 내로의 불필요한 증착 재료의 방출이 되므로, 차폐판 등을 이용하여, 증착실(5) 내에 대한 오염을 방

지할 필요가 있다.

본 실시예에서는, 기판(1-1)은 고정하고, 증발원 열(3-2)이 좌우로 이동함으로써 기판 전체로의 성막을 실시했[0023]

지만, 증발원 열(3-2)을 고정하고, 기판(1-1)을 가로 방향으로 이동시켜 증착시켜도 동일한 효과가 얻어진다.

도 1에서는 도시하고 있지 않으나, 기판(1-1)은 증착실(5)의 외부로부터 연속하여 진공 내로 공급할 수 있는 반[0024]

송 기구를 구비한 설비를 사용함으로써, 배치식으로 기판 공급하면서, 연속하여 성막할 수 있게 되어 있다.  또

한, 기판(1-1)과 증발원 열(3-2) 사이에는 마스크를 설치함으로써, 패턴 형성을 행할 수 있다.

[실시예 2][0025]

실시예 1에 있어서는 기판(1-1)이 증착실(5) 내에 1매 설치되어 증착되는 구성을 설명했지만, 도 4에 기판(1-1)[0026]

교환 시에 다른 기판(1-2)을 인접하는 위치에 준비하고, 증발원 열(3-2)이 증착하지 않는 시간을 적게 하여, 증

발원(3-1)의 도가니 내의 증착 재료를 유효하게 활용하는 장치 구성을 도 4에 도시한다.

기판(1-1)과 기판(1-2)을 증발원 열(3-2)에 대향하는 위치에 있어서, 증발원 열(3-2)의 대기 위치를 기판(1-[0027]

1)과 기판(1-2) 사이로 하고, 우측에 가로 방향으로 1축의 왕복 이동시켜 기판(1-1)을 성막하고, 그 성막 중에

기판(1-2)의 설치를 실시한다.  기판(1-1)을 성막한 후, 다음은 좌측에 가로 방향으로 1축의 왕복 이동시켜 기

판(1-2)을 성막한다.  기판(1-2)을 성막하고 있는 동안 기판(1-1)측의 유리 기판을 다음 기판으로 교환하여 준

비함으로써, 가동 시간의 손실없이 복수의 기판을 성막할 수 있다.

증발원(3-1)은 일단 도가니 온도를 증발 온도까지 상승시키면, 항상 증착 재료를 방출하고 있기 때문에, 장시간[0028]

가동시켜 내부의 증착 재료를 손출없이 사용하기 위해서는, 본 실시예와 같이 증착하지 않는 시간을 감소시키는

것이 유효한 방법이다.  본 실시예에서는, 기판 2매를 교대로 증착하는 예이었지만, 복수매로 해도 유효하다.

또한, 본 실시예의 배치식이 아니고, 낱장식으로 증발원(3-1)을 고정하고, 기판을 연속하여 가로 방향으로 이동

시키면서  증착시킴으로써  증착  장치의  이용  효율을  향상시킬  수  있다.   또한,  도  4에서는  도시하고  있지

않으나, 기판(1-1)과 기판(1-2)은 증착실(5)의 외부로부터 연속하여 진공 내를 공급할 수 있는 반송 기구를 구

비한 설비를 사용함으로써, 배치식으로 기판 공급하면서, 연속하여 성막할 수 있게 되어 있다.

[실시예 3][0029]

실시예 1, 2에 있어서는, 증착 재료(4)는 도가니 내에 투입할 수 있는 양을 방출해 버리면 일단 장치를 정지시[0030]

켜, 증착 재료(4)를 보충할 필요가 있어, 증착 장치의 연속 가동에는 제한이 있다.  본 실시예에서는, 도 5에

도시한 바와 같이, 증착실(5) 내에 재료 공급기(11)를 구비하여, 진공 장치를 정지시키지 않고, 증착 재료의 보

충을 할 수 있도록 한 구성을 기재한다.  증착 재료(4)는, 알루미늄 재료의 경우, 수㎜ 크기의 쇼트 상태의 입

자를 주로 사용한다.

증발원 열(3-2)을 재료 공급기(11)의 위치로 이동시켜, 비스듬하게 상부 방향부터 입상의 재료를 재료 공급기[0031]

(11)로부터 진공 내에서 투입함으로써, 진공 장치의 연속 가동이 가능하게 된다.  단, 증발원 열(3-2)이 가열

중에는 재료 투입할 수 없으므로, 일단 증발원 온도를 증기가 나오지 않는 온도까지 내릴 필요가 있다.  도 5에

는 도시되어 있지 않지만, 증발원 열(3-2)을 1열뿐만 아니라 2열 이상의 증발원 열을 증착실(5) 내에 배치함으

로써, 2열 이상의 증발원 열을 교환하면서 증발원 온도를 제어하여, 재료 공급함으로써, 증착의 연속 가동이 가

능하게 된다.  재료 공급량은, 각 증발원 열(3-2)의 중량을 계측할 수 있는 기구를 설치하여, 재료의 소비량에

맞게 결정한다.

[실시예 4][0032]

실시예 1 내지 3에 있어서는 증발원(3-1)은, 원통 형상이고, 비커 형상의 PBN 도가니를 사용했지만 이 경우 비[0033]

스듬히 설치하여 사용하기 때문에, 도 6의 (a)에 도시한 바와 같이, 증착 재료(4)는, 도가니 용량의 최대량까지

넣는 것은 불가능하다.  또한, 증기(2)는 비스듬한 방향으로 방출되기 때문에 도 2의 (a)에 도시한 바와 같이

기판(1-1)의 상하 방향에서 비대칭의 막 두께 분포로 되어, 막 두께 분포의 확대를 적게 하기 위해서는 한계가
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있다.

본 실시예에서는 증발원(3-1)의 도가니 구조를 도 6의 (b) 내지 (d)에 도시하는 단면 구조로 함으로써 증착 재[0034]

료(4)의 투입량을 증가시켜, 막 두께 분포를 개선할 수 있었다.  도 6의 (b)는 도가니를 가로 방향으로 하여,

출구 부분의 목 주위를 하부보다 좁혀, 가로 방향으로 해도 증착 재료(4)가 유실되지 않는 구조로 되어 있고,

증기 방향도 가로 방향으로 되기 때문에, 기판(1-1)의 상하 방향에서 막 두께 분포도 대칭이 되어 복수개의 증

발원(3-1)을 배열함으로써 전체의 막 두께 분포도 개선할 수 있었다.  도 6의 (b)의 증발원(3-1)은, 장축이 수

평 방향이며, 증기를 분출하는 개구는 증발원의 수직 방향의 중심보다 상방에 형성되어 있다.

도 6의 (c)는, 도가니를 세로 방향으로 하고, 출구 부분만을 가로 방향으로 한 구조로 되어 있으며, 증착 재료[0035]

(4)의 투입량을 증가시키고, 증기 방향도 가로 방향으로 되기 때문에, 기판(1-1)의 상하 방향에서 막 두께 분포

도 대칭이 되어, 복수개의 증발원(3-1)을 배열함으로써, 전체의 막 두께 분포도 개선할 수 있었다.  도 6의

(c)의 증발원(3-1)은, 장축이 수직 방향이며, 증기를 분출하는 개구는, 증발원의 수직 방향의 중심보다 상방에

형성되어 있다.  단, 도 6의 (c) 경우, 세로 방향으로 복수개의 증발원(3-1)을 배열하기 위해서는, 도가니가 세

로 방향으로 신장되어 있으므로, 증발원끼리의 간격을 좁게 할 수 없기 때문에, 막 두께 분포가 확대되는 경우

가 있다.

도 6의 (d)는, 도가니를 비스듬한 방향으로 기울여, 출구 부분만을 가로 방향으로 한 구조로 되어 있으며, 증착[0036]

재료(4)의 투입량은 도 6의 (a)의 경우와 거의 변함이 없지만, 증기 방향은 가로 방향으로 되기 때문에, 기판

(1-1)의 상하 방향에서 막 두께 분포도 대칭이 되어, 복수개의 증발원(3-1)을 배열함으로써, 전체의 막 두께 분

포도 개선할 수 있었다.

한편, 도 6의 (b) 내지 (d)의 도가니 구조를 PBN으로 만드는 경우, CVD 성막으로 PBN 도가니를 제작하기 위해,[0037]

복잡한 구조의 경우, 시간이 걸리고, 도가니 제조 비용이 높아지기 때문에, 막 두께 분포의 확대가 큰 박막이라

도 상관없는 경우에는 도가니 제조 비용을 저감할 수 있는 도 6의 (a)의 도가니 구조를 채용해도 좋다.

[실시예 5][0038]

실시예 3에 있어서는 재료 공급기(11)를 사용함으로써, 연속 가동을 가능하게 했지만, 본 실시예에서는, 2개 이[0039]

상의 증발원 열을 설치하여, 연속 가동으로 한 경우를 도 7에 도시한다.  도 7은 장치 구성을 모식적으로 위에

서 본 도면이다.  증발원 열(3-3)과 증발원 열(3-4)의 2개를 설치하고, 각 증발원은 게이트 밸브(12)로 분리할

수 있는 진공 내 이동 기구(13)를 구비하고 있으며, 증착실(5) 내에서 기판(1-1)에 대하여, 가로 방향으로 이동

가능하다.

도 7에 있어서는, 증발원 열(3-3)은 가열 중에 증기가 나오고 있는 상황이며, 성막을 실시하고 있다.  증발원[0040]

열(3-4)은, 게이트 밸브(12)에 의해 증착실(5)과는 진공 분리되어 있고, 진공 내 이동 기구(13) 내에서 정지한

상태이다.  증발원 열(3-4)은, 게이트 밸브(12)를 폐쇄하고 있으면, 이 상태에서 대기 중에 취출하여, 재료 교

환, 유지 보수가 가능하다.

증발원 열(3-3)의 재료가 적어지면, 도 7의 상태에서, 증발원 열(3-4)을 증착할 수 있는 상태로 구동하여, 게이[0041]

트 밸브(12)의 개폐에 의해, 증발원 열(3-3)과 증발원 열(3-4)을 증착할 수 있는 상태에서 전환하는 것이 가능

하게 된다.  따라서, 상기 수순으로 반복하면, 장시간의 연속 가동이 가능하다.  진공 내 이동 기구(13)는, 본

실시예의 도 7에서는 벨로즈 방식을 도시하고 있지만, 대기 박스 방식 등의 다른 방법이어도 상관없다.  도 7에

서는, 기판(1-1)은 1매 설치하는 방식을 설명했지만, 실시예 2에 기재한 바와 같이, 2매 이상의 기판을 설치함

으로써, 기판 교환 시의 증착 재료 손실을 저감시킬 수 있다.

[실시예 6][0042]

실시예 5에 있어서, 진공 내 이동 기구(13)는 기판(1-1)의 가로 폭 이상의 신축이 필요해지기 때문에, 장치 풋[0043]

프린트가 커진다.  본 실시예에서는 장치 풋프린트를 작게 하기 위해, 기판 교환을 배치식으로부터 낱장식으로

바꾼 실시예를 도 8에 도시한다.  도 8은 (a) 상면도와 (b) 측면도로 이루어지며, 장치 구성의 모식도를 도시한

다.

증발원 열(3-3)과 증발원 열(3-4)은 게이트 밸브(12)로 분리할 수 있는 진공 내 이동 기구(13)를 사용하여, 실[0044]

시예 5와 마찬가지로 전환하여 사용함으로써, 연속 가동이 가능하게 된다.  진공 내 이동 기구(13)는, 증발원

열(3-3)과 증발원 열(3-4)을 증착실(5) 내로의 출입할 수 있는 이동 거리에서, 크기는 문제없기 때문에, 실시예

5보다는 장치 풋프린트를 작게 할 수 있다.  단, 기판(1-1)은 낱장식으로 기판 교환하기 위해, 세로형 배치로
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기판 반송하는 기구가 필요하게 된다.  도 8에서는 도시되어 있지 않으나 도 8의 (a)의 기판(1-1)의 상부에서

증착 전 기판을 반송하고, 증착 후, 기판(1-1)의 하부에서 반출하는 구성으로 된다.

[실시예 7][0045]

실시예 6에 있어서, 진공 내 이동 기구(13)는 증발원 도가니의 길이 방향으로 이동시켜 게이트 밸브(12)로 분리[0046]

할 수 있는 이동 거리가 필요했다.  본 실시예에서는, 증발원 도가니의 증착 방향과 수직 방향이 짧은 이동 거

리를 이동시키는 기구에 의해, 실시예 6보다 더 작은 장치 풋프린트를 실현할 수 있었다.

도 9에 위에서 본 모식도를 도시한다.  증착실(5)의 증발원 도입 부분을 내측으로 좁힘으로써, 장치 풋프린트의[0047]

축소화를 더 실현할 수 있었다.  증발원 열(3-3)과 증발원 열(3-4)을 증착실(5) 내로의 출납할 수 있는 이동 거

리는 도 9의 상하 방향이므로 실시예 6과 비교하여, 더 짧게 할 수 있는 것을 알았다.

또한, 낱장식이기 때문에, 증발원의 이동 거리는, 증발원 열(3-3)과 증발원 열(3-4)의 증착실(5) 내로의 출납할[0048]

수 있는 이동 거리로 가능하기 때문에 실시예 5보다는 장치 풋프린트를 작게 할 수 있다.  단, 기판(1-1)은 낱

장식으로 기판 교환하기 위하여 세로형 배치로 기판 반송하는 기구가 필요하게 된다.  도 9에서는 도시되어 있

지 않으나 도 9의 기판(1-1)의 상부에서 증착 전 기판을 반송하고, 증착 후, 기판(1-1)의 하부에서 반출하는 구

성으로 된다.

[실시예 8][0049]

도 10은, 유기 EL 디스플레이 생산 공정의 일례를 나타낸 공정도이다.  실시예 1 내지 7에서는, 이 생산 공정의[0050]

금속 증착의 공정만을 주로 설명했다.  도 10에 있어서 유기층과 유기층으로 흐르는 전류를 제어하는 박막 트랜

지스터(TFT)가 형성된 TFT 기판과 유기층을 외부의 습기로부터 보호하는 밀봉 기판은 따로따로 형성되고, 밀봉

공정에 있어서 조합된다.

도 10의 TFT 기판의 제조 공정에 있어서, 웨트 세정된 기판에 대하여 드라이 세정을 행한다.  드라이 세정은 자[0051]

외선 조사에 의한 세정을 포함하는 경우도 있다.  드라이 세정된 TFT 기판에 우선 TFT가 형성된다.  TFT 상에

패시베이션막 및 평탄화막이 형성되고, 그 위에 유기 EL층의 하부 전극이 형성된다.  하부 전극은 TFT의 드레인

전극과 접속하고 있다.  하부 전극을 애노드로 하는 경우에는, 예를 들어 ITO(Indium Tin Oxide)막이 사용된다.

하부  전극  상에  유기  EL층이  형성된다.   유기  EL층은  복수의  층으로  구성된다.   하부  전극이  애노드인[0052]

경우에는, 밑에서부터, 예를 들어 홀 주입층, 홀 수송층, 발광층, 전자 수송층, 전자 주입층이다.  이러한 유기

EL층은 증착에 의해 형성되고, 그 위에 상부 전극층이 형성된다.  상부 전극층은, 실시예 1 내지 실시예 7에서

설명한 바와 같은 증착 장치 혹은 증착 방법에 의해 형성한다.

유기 EL층 상에는, 각 화소 공통으로, 베타막으로 상부 전극이 형성된다.  유기 EL 표시 장치가 톱 에미션인 경[0053]

우에는, 상부 전극에는 IZO 등의 투명 전극이 사용되고, 유기 EL 표시 장치가 본딩 보텀 에미션인 경우에는 Al

등의 금속막이 사용된다.

도 10의 밀봉 기판 공정에 있어서, 웨트 세정 및 드라이 세정을 행한 밀봉 기판에 대하여 데시칸트(건조제)가[0054]

배치된다.  유기 EL층은 수분이 있으면 열화되므로, 내부의 수분을 제거하기 위하여 데시칸트가 사용된다.  데

시칸트에는 다양한 재료를 사용할 수 있지만, 유기 EL 표시 장치가 톱 에미션인지 보텀 에미션인지에 따라 데시

칸트의 배치 방법이 상이하다.

이와 같이, 따로따로 제조된 TFT 기판과 밀봉 기판은 밀봉 공정에 있어서, 조합된다.  TFT 기판과 밀봉 기판을[0055]

밀봉하기 위한 시일재는, 밀봉 기판에 형성된다.  밀봉 기판과 TFT 기판을 조합한 후, 시일부에 자외선을 조사

하여, 시일부를 경화시켜, 밀봉을 완료시킨다.

이와 같이 하여 형성된 유기 EL 표시 장치에 대하여 점등 검사를 행한다.  점등 검사에 있어서, 흑색점, 백색점[0056]

등의 결함이 생기는 경우에도 결함 수정 가능한 것은 수정을 행하여, 유기 EL 표시 장치가 완성된다.

본 발명에 의해, 복수의 층에 의해 형성되는 유기 EL층을 이물질에 의한 오염을 억제하고, 또한 짧은 택트 시간[0057]

에 형성할 수 있으므로, 유기 EL 표시 장치의 제조 비용을 저하시켜, 수율을 향상시킬 수 있다.  또한, 유기 EL

층의 각 층의 성분을 정확하게 제어할 수 있으므로, 특성의 재현성이 높고, 또한 신뢰성이 높은 유기 EL 표시

장치를 제조할 수 있다.

부호의 설명
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1-1: 기판[0058]

1-2: 기판

2: 증기

3-1: 증발원

3-2: 증발원 열

3-3: 증발원 열

3-4: 증발원 열

4: 증착 재료

5: 증착실

6-1: 증착 박막

6-2: 증착 박막

6-3: 증착 박막

6-4: 막 두께 분포

6-5: 막 두께 분포
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

用于有机EL上电极的铝金属薄膜在大的基板上高速均匀地形成膜厚， 提供了一种能够快速操作的真空沉积设备和沉积设备。 其中
至少两个或更多个蒸发源31​​沿相同方向以预定角度沿纵向排列的蒸发源柱3-2通过使用陶瓷制成的坩埚水平操作，使用沉积设备 用
于有机EL上电极的金属薄膜在大尺寸垂直排列的基板1-1上高速形成， 可以存放电影。 代表人物 - 图1
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